Solution for researching

Kundenspezifischer Ptfe Labor-Reinigungskorbtrager
Hochreiner Saure-Bestandiger Wafer-Halter Niedrige

Hintergrundkontamination Freies Chemikalienbad-Gestell
Artikelnummer: PL-CP268

Einfuhrung

Entdecken Sie hochreine, kundenspezifische
PTFE-Reinigungskorbtrager fur Halbleiter- und
Spurenanalysen. Diese saurebestandigen
Gestelle gewahrleisten kein Auslaugen und
ultraniedrige Hintergrundwerte und bieten
zuverlassige Leistung in den anspruchsvollsten
chemischen Umgebungen fur prazise
Laborreinigungsprozesse.

Mehr erfahren

. L Sicheres Halten von Siliziumwafern wahrend RCA-Reinigung oder HF- Verhindert metallische Kontamination und gewahrleistet
Halbleiter-Waferreinigung .. ) R . v . -
Atzprozessen in Reinraumumgebungen. gleichmaRige chemische Exposition.
Reinigung und Auslaugen von Laborgeraten fiir die ICP-OES- und ICP-MS- Beseitigt Hintergrundinterferenzen durch das
Spurenmetallanalyse . . b . - .
Probenvorbereitung, um ppt-Reinheit zu erreichen. Gefamaterial selbst.
Batterieforschun Handhabung von Anoden- und Kathodenmaterialien wahrend Elektrolyt- Bestandigkeit gegen aggressive organische Lésungsmittel
Y Immersion oder chemischer Behandlungsphasen. und Lithiumsalze.
. L Transport von Glasflaschchen oder Prazisionskomponenten durch Erhalt die Reinheit und verhindert die
Pharmazeutische Sterilisation . R - . . .
Hochtemperatur- oder chemisch aggressive Sterilisationszyklen. Oberflachenadsorption von Wirkstoffen.
Entfettung von Luft- und Halten von prazisionsgefertigten Legierungsteilen wahrend Langzeitbestandigkeit in industriell starken
Raumfahrtkomponenten Tiefenreinigungszyklen in scharfen chemischen Entfettungsmitteln. Reinigungsreagenzien.
X Unterstlitzung von Photovoltaik-Substraten wahrend nasschemischer Hohe Temperaturbestandigkeit und chemische
Solarzellenfertigung . . el .
Verarbeitungs- und Texturierungsstufen. Kompatibilitat mit Atzmitteln.

. . Aufschluss und Reinigung von Mineralproben mit konzentrierter Flusssaure Sichere Handhabung in gefahrlichen Saureumgebungen
Geologische Probenvorbereitung

zur Elementbestimmung. ohne GefaRdegradation.

Materialeigenschaften Primares Konstruktionsmaterial Neues Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Spurenelement-Hintergrund Ultraniedrig (Geeignet fir ppt-Analyse)
Chemikalienbestandigkeit Universell (AuBer geschmolzene Alkalimetalle/Fluor)
Wasseraufnahme <0,01 %

Physikalische Abmessungen Konfiguration Vollstéandig an Kundenspezifikationen anpassbar

MaRgeschneiderte Designs fir 2", 4", 6", 8", 12" Wafer

GroBenoptionen
P oder kundenspezifische Laborgerate

Optionale integrierte Griffe, ausfahrbare Arme oder

Handh ngsmerkmal
CUEIEIRET aie verschlieBbare Deckel

Thermische Grenzwerte Maximale Betriebstemperatur 260°C (500°F)
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Spezifikationskategorie Parameterdetails fir PL-CP268 Werte / Fahigkeiten

Minimale Betriebstemperatur -200°C (-328°F)

Fertigungsdetails Herstellungsmethode Hochprazisions-CNC-Bearbeitung

Oberflachenrauheit Ra 0,4 - 0,8 um (Standard) / Polierte Optionen verfligbar

Artikelnummer Referenz PL-CP268
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